
事業概要：半導体Siチップは、シリカ(SiO2)還元→モノシラン転化→水
素還元→Si単結晶(インゴット)引上→スライス→ラッピング→ポリッシン

グ→ダイシングにより製造され、多大のエネルギーが消費され、多量のSi

スラッジが廃棄されている。本事業は、Siスラッジの再資源化の技術開発

である。

事業成果：Siスラッジを発生工程別にGR1、GR2、GR3に分類し、こ
れを資源化技術（乾燥、解砕、造粒、酸洗、溶解、凝固）により、太陽電池

原料、化学原料、冶金原料等のSi製品とする。現在、電気炉メーカーで高

純度Siスラッジ(GR2、GR3)は、製鉄用副原料として利用され実用化さ

れている。
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